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【57】申請專利範圍
1.　一種光學測距方法，包括：產生一光梳雷射；依據該光梳雷射產生多道出射雷射光束，
該些出射雷射光束分別對應於不同的中心頻率；輸出該些出射雷射光束至一待測物不同

位置以產生多個反射雷射光束；依據該些反射雷射光束產生多個待檢測雷射光束，該些

待檢測雷射光束的中心頻率彼此不同；判斷該些待檢測雷射光束與一參考光之間的多個

第一相位差；以及依據該些第一相位差判斷出一參考點與該待測物之間的多個距離。

2.　如請求項 1所述之光學測距方法，其中，依據該光梳雷射產生該些出射雷射光束的步驟
中更包括：將該光梳雷射輸入一分頻器以產生多道分頻雷射光束，該些分頻雷射光束對

應的多個中心頻率不相同；以及收集該些分頻雷射光束以分別形成該些出射雷射光束。

3.　如請求項 2所述之光學測距方法，其中係依據不同的多個收集頻段分別收集該些雷射光
束以形成該些出射雷射光束；其中，該些收集頻段的多個中心頻率彼此不同。

4.　如請求項 2所述之光學測距方法，其中，該光梳雷射具有一第一重複率，於依據該光梳
雷射產生該些出射雷射光束的步驟中，係先選擇性地將該光梳雷射調變至具有一第二重

複率；其中，該第二重複率不高於該第一重複率。

5.　一種光相位差檢測系統，包括：一光源，用以產生一光梳雷射；一調變器，用以調變該
光梳雷射；一第一分頻裝置，用以依據經調變或是未經調變的該光梳雷射產生多個出射

雷射光束，該些出射雷射光束分別具有不同的中心頻率；一傳送端，用以輸出該些出射

雷射光束至一待測物以形成多道反射雷射光束；一接收端，用以接收該些反射雷射光

束；以及一第一相位偵測器，用以判斷出自該些反射雷射光束所形成的多道待檢測雷射

光束與一參考光之間的多個第一相位差，依據該些第一相位差判斷出一參考點與該待測

物之間的多個距離；其中，該光源、該第一分頻裝置與該傳送端位於一第一光學路徑

上，於該第一光學路徑上，該第一分頻裝置位於該光源與該傳送端之間，該接收端與該

第一相位偵測器位於一第二光學路徑上。
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6.　如請求項 5所述之光相位差檢測系統，其中該第一分頻裝置更包括：一分頻器，用以依
據經調變後的該光梳雷射產生多道分頻雷射光束，該些分頻雷射光束對應的多個中心頻

率彼此不相同；以及多個收集器，用以收集該些分頻雷射光束以分別形成該些出射雷射

光束；其中，於該第一光學路徑上，該分頻器位於該些收集器與該調變器之間。

7.　如請求項 6所述之光相位差檢測系統，其中，該些收集器分別依據不同的多個收集頻段
收集該些分頻雷射光束，該些收集頻段分別對應於不同的中心頻率。

8.　如請求項 6所述之光相位差檢測系統，其中，該分頻器係為陣列光波導光柵。
9.　如請求項 5所述之光相位差檢測系統，其中該光梳雷射具有一第一重複率，且該調變器
用以選擇性地將該光梳雷射調變至具有一第二重複率；其中，該第二重複率不高於該第

一重複率。

10.   如請求項 5所述之光相位差檢測系統，更包括一鎖相放大器，用以依據該第一相位偵測
器的偵測結果提供至少一輸出訊號。

11.   如請求項 5所述之光相位差檢測系統，更包括一分光器，該分光器位於該第一光學路徑
上，於該第一光學路徑上，該分光器係位於該光源與該調變器之間，該分光器用以將一

部份的該光梳雷射提供給該第一相位偵測器以作為該參考光。

12.   如請求項 5所述之光相位差檢測系統，其中該第一分頻裝置更位於該第二光學路徑上，
於該第二光學路徑上，該第一分頻裝置係位於該接收端與該第一相位偵測器之間，該第

一分頻裝置用以依據該些反射雷射光束產生一匯集雷射，該光相位差檢測系統更包括：

一光迴圈器，該光迴圈器用以將該光梳雷射沿一第一迴圈光學路徑提供至該第一分頻裝

置，且用以將該第一分頻裝置產生的該匯集雷射沿一第二迴圈光學路徑提供給第二分頻

裝置；所述的第二分頻裝置，該第二分頻裝置係位於該光迴圈器與該第一相位偵測器之

間，該第二分頻裝置用以依據該匯集雷射產生該些待檢測雷射光束；其中，該第一迴圈

光學路徑與該第二迴圈光學路徑不重疊，該傳送端、該第一分頻裝置、該光迴圈器、該

第二分頻裝置與該第一相位偵測器位於該第二光學路徑上，於該第二光學路徑上，該第

一分頻裝置位於該光迴圈器與該傳送端之間，且該第二分頻裝置位於該光迴圈器與該第

一相位偵測器之間。

13.   如請求項 12所述之光相位差檢測系統，更包括一第二相位偵測器，該第二相位偵測器用
以判斷出該些待檢測雷射光束與一參考頻率之間的多個第二相位差。

14.   如請求項 13所述之光相位差檢測系統，更包括一第一帶通濾波器與一第二帶通濾波器，
該第一帶通濾波器位於該第二光學路徑，於該第二光學路徑上，該第一帶通濾波器位於

該第二分頻裝置與該第一相位偵測器之間，第二分頻裝置、該第二帶通濾波器與該第二

相位偵測器位於一第三光學路徑，於該第三光學路徑，該第二帶通濾波器位於該第二分

頻裝置與該第二相位偵測器之間；其中，該第一帶通濾波器的中心頻率關聯於一第一重

複率，該第二帶通濾波器的中心頻率關聯於一第二重複率，該第二重複率不高於該第一

重複率。

15.   如請求項 5所述之光相位差檢測系統，其中，該接收端係將該些反射雷射光束作為該些
待檢測雷射光束提供給該第一相位偵測器。

16.   如請求項 15所述之光相位差檢測系統，更包括一第二相位偵測器，該第二相位偵測器用
以判斷出該些待檢測雷射光束與一參考頻率之間的多個第二相位差。

17.   如請求項 16所述之光相位差檢測系統，更包括一第一帶通濾波器與一第二帶通濾波器，
該第一帶通濾波器位於該第二光學路徑，於該第二光學路徑，該第一帶通濾波器位於該

第一相位偵測器與該接收端之間，該接收端、該第二帶通濾波器與該第二相位偵測器係

位於一第三光學路徑，於該第三光學路徑，該第二帶通濾波器係位於該接收端與該第二
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相位偵測器之間；其中，該第一帶通濾波器的中心頻率係關聯於一第一重複率，該第二

帶通濾波器的中心頻率係關聯於一第二重複率，該第二重複率不高於該第二重複率。

圖式簡單說明

圖 1係為根據本發明一實施例所繪示之光學測距方法的步驟流程圖。
圖 2係為根據本發明一實施例所繪示之光相位差檢測系統的功能方塊圖。
圖 3係為根據本發明一實施例所繪示之光梳雷射與出射雷射光束的光學頻譜示意圖。
圖 4係為根據本發明一實施例所繪示之光相位差檢測系統的系統架構示意圖。
圖 5係為根據本發明另一實施例所繪示之光相位差檢測系統的系統架構示意圖。
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